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１．概要（Summary） 

本研究では、MEMS二軸力センサアレイを用いて、

水滴と表面の微細周期凹凸構造との圧力とせん断力

を直接に計測することによって、水滴の転落メカニズ

ムを解析した。製作した二軸力センサは非常に薄い十

字型シリコンビーム（300 nm）の上にピエゾ抵抗層

を成形することで、力を非常に高感度で検知できるこ

とを示した。そして、十字の中心にピラーを製作する

ことにより、圧力だけではなく、せん断力も計測可能

であった。本研究で提案した MEMS 二軸力センサア

レイの特色点は構造の微小化かつ高感度のため、水滴

と表面の微細凹凸構造と力を直接に計測できる点で

ある。その上、光学式の観測と比較し、本研究で提案

した電気的な計測方法は時間分解能も高いため、水滴

の高速な転落挙動を解析するのに適している。 

 

２．実験（Experimental） 

製作したセンサアレイを斜面に設置し、センサアレ

イ上に転落させる実験を行った。水滴の転落様子の観

察も高速度カメラを用いて行った。 

水滴を維持するためには，高い疎水性の表面構造が

必要となる。ナノプラットフォームが所有する電子線

描画装置を活用することで，水滴を維持することがで

きる微細な凹凸構造を実現した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

試作した各二軸力センサは非常に薄い（300 nm）十

字型シリコンビームとその中心に微細凹凸構造とする

ピラーから構築された。また，センサの応答から水滴と

1 つのピラーとの圧力とせん断力を算出できることを

確認できた。 
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